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A. A. Orlova / A. E. Linkov / K.-P. Zocher  
 
Adaptive und Selektive Montage in der Revolvermikroskop-
fertigung 
 
Zur Komplettierung von Revolverköpfen mit Objektiven mittels ASM wurde ein 3D-
Modell mit zwölf Einflussgrößen entwickelt [1].  
 
 
Mikroskop der Baureihe 
‚Mikmed’ und Revolver-
kopf mit Objektiven zur 
10,40,90–fachen Vergrö-
ßerung  
 
 
 
 
 
Dieses Modell charakterisiert mit den Koordinaten des Punktes P2 die Abbildungsver-
schiebung im 3-dimensionalen Raum. Nur vier Einflussgrößen unterliegen einer Ferti-
gungsstreuung: 
 
Rob  –  Winkel zwischen der X-Achse und der optischen Achse des Objektives; er charak-
terisiert den Betrag des Dezentrierungsvektors in dessen Hauptpunktebene 
αOb  –  Winkel zwischen dem geometrisch verkörperten Betrag des Dezentrierungsvektors 
von Objektiv und Z-Achse in der Y,Z-Ebene bezüglich Koordinatenanfang in der 
Hauptpunktebene, der die räumliche Lage des Dezentrierungsvektors in der Haupt-
punktebene charakterisiert 
αbtf  –  Winkel zwischen X-Achse und der mechanischen Achse der Revolverbohrung; er 
charakterisiert den Betrag des Dezentrierungsvektors der Revolverbohrung; 
βbtf   – Winkel zwischen Z-Achse und Bohrungsachse in der Y,Z-Ebene, der die räumliche 
Lage des Dezentrierungsvektors definiert.  
 
Alle übrigen Einflussgrößen sind konstant. Das führte zur Ableitung des vereinfachten 
Funktionsmodell für die zulässige Verschiebung der Lage der Abbildung eines gewählten 
Punktes im Mikroskopsichtfeld beim Wechsel der Objektive/Vergrößerungen [2]. 
 
Die Einflussgrößen Rob und αOb charakterisieren den Dezentrierungsvektor ObVr des Objek-
tivs und die Einflussgrößen αbtf  und βbtf den Dezentrierungsvektor ReVr der Revolverboh-
rung in der Hauptpunktebene des Objektivs.  Die Gewährleistung der zulässigen Abbil-
dungsverschiebung ( ObV
r
– )ReV
r
zul erfolgt auf der Grundlage vorbestimmter Toleranzgrup-
pen TG mittels ASM–OPT 320. Dabei wird durch Berücksichtigung der Wahrscheinlich-
keitsverteilungen über den Fertigungstoleranzen der Einflussgrößen RoB, αOb, αbtf und βbtf  
eine nahezu vollständige Montage aller gefertigten Objektive  und Revolver erreicht. 
 
Zur TG–gerechten Komplettierung der Revolver mit Objektiven einschließlich Messung 
der Einflussgrößen mittels CCD–Kamera wurde ein Laboraufbau [3] zur Nutzung als Prak-
tikumversuch vorgeschlagen. 
 
 
 
Folgende Probleme sind unmittelbar zu lösen: 
- Erfassung der Fertigungsstreuung der Einflussgrößen und Genauigkeitsforderungen an 
Messsysteme  
- Ausarbeitung der Messprinzipe und Entwicklung der Messstation für die einzelnen 
Einflussgrößen der Objektive und Revolver 
- Toleranzgruppenbestimmung mittels ASM–OPT 320 
- Ausarbeitung der Realisierungskonzeption und Anleitung zum Praktikumversuch. 
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